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Przedmiotem wynalazku - jest fotoelektryczny
uklad dla badania przezroczysto$ci gazéw i cie-
czy. ‘

. Ciggla analiza stopnia przeZroczysto$ci gazéw
i cieczy posiada zasadnicze znaczenie zar6wno
dla wielu proces6w przemyslowych, gdzie prze-
Zroczysto§é oérodka ma bezpo$redni wplyw ma
procesy technologiczne jak i dla badania zjawisk
w ktérych przeZroczysto§é — jako czynnik po-
éredni — moze byé zrédlem waznych informacji.

Analiza tej przeZroczysto$ci jest dokonywana
na drodze fotometrycznej, gdzie stopien pochla-
niania kontrolnego strumienia $wietlnego prze-
chodzacego przez warstwe badanego medium
jest miarg jego przezroczystosci. Istniejg réine
uklady fotoelektryczne i fotometryczne, sluzagce
do badania przeZroczystoéci cial plynnych i ga-
zowych,

Absorbeyjno-refleksyjny mostek fotoelektrycz-
ny wedlug wynalazku, ktérego schemat przed-
stawiony jest na rysunku (fig. 1), stuzy do do~
kladnego, cigglego badania przezZroczystosci ga-

z6w i cieczy, a odznacza sie szczegélnie duza
czuloécia przy pomiarach malych zmetnien, t.j.
duzych przezroczystosci.

Fig. 2 i 3 przedstawiajg geometryczne roz-
mieszczenie fotokomérek wzgledem zrédila §wia-
tla oraz bieg promieni $wietlnych w stanie réw-
nowagi mostka, tj. przy idealnej _przeiro;zystoéci
badanego medium (fig. 2) i przy pewnym stop-
niu jego metnosci (fig. 3).

Fig. 4 przedstawia graficzng analize zjawisk,
zachodzacych w mostku. Mostek sklada sie
z trzech komérek fotoelektrycznych 1, 2 i 3 oraz
stalego oporu 4. Calo$é polaczona jest ze sobg
i zasilana napieciem Us, Komoérki fotoelektrycz-
ne 11i 3 sg o$wietlone w sposéb staly strumie-
niem $§wietlnym zaréwki 5.

Przestrzenne rozmieszczenie fotokomérek i -
lampy przedstawione jest ma fig. 2 rysunku.
Wszystkie fotokomérki posiadajg ostony zapo-
biegajace bocznemu ich oéwietleniu. Badane
medium — gaz lub ciecz — znajduje sie w prze-
strzeni migdzy lampg 5, a fotokomdérks 1.



Fotokomorka -3 jest umii ona W ten sposéb,
ze przy stanie idealnej przeirqezystoéci bada-
nego osrodka jej o$wigtlenie jest réwme oswie-
tleniu fotokomél:ki_ 1, gdyz strumieri §wietlny 6
jest Téwny stfumieniowi 7. Fotokomérka.2 w
tym stanie nie jest o§wietlona. Jest to stan réw-
nowagi mostka, bowiem opornosci fofofomérek
1 i 3 sa solie réwne, a opornik 4 jest tik do-
brany, by jego opornoéé réwnala sie opornoéci
nieo$wietlonej fofokomérki 2. Réznica potencja-
16w miedzy punktami A i B mostka Wwynosi
wtedy 0.

Krzywa opornosci J, == f(U) fotokomérki 1
o$wietlonej strumieniem 6 : R (@ 6) jest iden-

tyczna z krzywa fotokomoérki 3 oswietlonej stru-

mieniem 7:Rg (7 = @6), wiec spadki napiet
na nich sg sobie réwne i wynoszg polowe ma-
piecia Us. Réwniez spadek mapiecia ma oporniku
4 jest ré6wny spadkowi na mieo$wietlonej foto-
" komoéree 2 : Ry () =0) i wynosi réwniez polowe
napiecia Us. Stad punkty A i B pos‘adajg iden-
tyczne - potencjaly.

Jedli teraz przeZroczysto§¢ badanego osrodka
10 ulegnie pogorszeniu, woéwczas — jak to jest
uwidocznione na fig. 3 — strumien Swietlny 7
o$wietlajacy fotokomérke 3 nie ulegnie zmianie,

lecz strumien 6 zostanie czeciowo pochloniety -
i dotrze do fotokomérki 1 jako zmniejszony-

strumien 8, powodujgc wzrost jej opornosci. Na-
tomiast cze$é rozproszonego strumienia 6 zosta-
nie odbita od czasteczek powodujacych zmetnie-
nie osrodka 10 i jako strumien 9 dotrze do foto-
komoérki 2, powodujgc zmniejszenie jej oporno-
sci (fig. 4). ‘
Krzywe opornosci J = f(U) fotokomérki 3 :Rg
(J7 = J6) oraz opornika 4:R; nie ulegly zmia-
nie, Natomiast zmianie ulegly krzywe fotoko-

mérki 1:R, (@8) i fotokomoérki 2: R, {(9) W
zwigzku ze zmiang ich o$wietlenia.

Przy mniezmiennym napieciu zasilania mostka
Us — w galezi A napiecie na fotokomérce 1
warosto 0 AU, za$é napiecie na fotokomoérce 3
zmalale o AU, , natomiast w galezi B napie-
cie na fotokomérce 2 zmalalo o AU g, za$ na-
piecie na aporniku 4 wzrosto o AU g, stagd mie-
dzy punktami A i B pojawi sie réznica poten-
cjatow AU,y =AU, + AUp, bedaca miara
stopnia przejrzystosci wzglednie metnosci ba-
danego medium.

Zastosowane w mastku tym pewigzanie foto-
komoérek 1 i 2 podnosi wielckrotnie czulosé
ukladu. W ukiadzie tym ° fotokemoérka 1 jest
specjalnie uczulona na zmetnienia spowodowa-
ne zawiesinami barwy ciemnej, za§ fotokomér-
ka 2 na zmetnienia jasne, odbijajgce strumien
$wietlny. Fotokomoérka 3 kompensuje ewentual-
ne zmiany natezenia strumienia $§wietlnego.

Zastrzezenia patentowe

1. Absorbcyjno-refleksyjny mostek  fotoelek-
tryczny dla badania przezroczysto$ci gazéow
i cieczy, znamienny tym, ze zawiera dwie
fotokomoérki (1 i 2), ktére wytwarzajag w mo-
stk Tédmice jotengialow AUy, =AU, +
+ AUB | bedaca wynikiem zaréwno zjawis-
ka pochlaniania jak i odbicia strumienia
$wietlnego (6) przez czasteczki (10) powodu-
jace zmetnienie badanego medium.

2. Absorbeyino-refleksyjny mostek fotoelektry-
czny wedlug zastrz. 1, znamienny ty'm-, ze za-
wiera trzecia fotokomoérke (3), ktéra stuzy
do kompensacji zaklécajaceZo wplyw ewen-
tualnego wehania strumienia $wiatla,

Jan Wysoczyhski
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